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摘要(译)

一种激光加工装置，包括：具有激光束源的光学系统，和与光学系统分
开设置的气密腔室，其中腔室具有透明部分，用于在灯上传输从激光束
源发射的激光束。 - 接收激光束的接收面，腔室能够容纳供体基板和受
主基板，在供体基板上形成至少包括待转移的发光层的有机物质层，受
主基板从供体转移有机物质层基板通过透过透明部分的激光束，并且气
密室的内部处于惰性气体气氛或真空气氛中。
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